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Massenstrommessung von Helium In
Kuhlkreislaufen des Mu3e Experiments

Ziel: Massenstrommessung von gasformigem Helium mit MEMS-Sensoren*®

» Kostengunstige Alternative zu kalibrierten Messgeraten auf dem Markt
« Kalibriertes Messgerat mit kleinem Druckverlust und geringem Platzbedarf
» Einsatzbereich fur 2...10 g/s beil atmospharischem Druck

Heissfilmsensor oder Venturirohr? Messresultate mit Referenzmessung
» Potenzfunktion als Ubertragungsfunktion
T | * Temperatur und Druck sind variabel
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zU erwartende Messfehler bel Winkeln im Einlauf

* Modellgleichung mit zu bestimmenden Parametern bilden
« Parameter mittels Regression bestimmen (S84, 2, £3)

Eignung des Venturirohrs mit MEMS

* Robust und wenig empfindlich auf verwinkelte Einlaufstrecke

» Kostengunstige Komponenten geringer Kalibrieraufwand B
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Mikrothermischer Durchflusssensor als Differenzdrucksensor 0 1 2 3 4 5 6 7 8
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. microelectromechanical syste Abbildung: Messfehler des kalibrierten Prototypen (kalibriert flr 5 g/s)

Ausblick und Empfehlungen

« Serientauglichkeit erarbeiten * Anwendung flr andere Gase Ist moglich
* Prototyp prufen = Dauertest, Wiederholungsmessungen « Kalibrierung der Messgerate fur den Soll-Messbereich
* Vertraglichkeit mit speziellen Bedingungen im Mu3e prufen * EInbaubedingungen (Einlauf 20D) beachten
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